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Abstract
This paper noted the renective characteristics on the■li ro grOoves prepared on thin rill13,
in order to control of the molecular alignment Of LCD  The authors presented the nettr system
of the opto―electronic property of the surface、、アith ine structure  ′ヽIicrO grooves with nne pitch
郡rere cut by diamond cutter under the condition of sma■pitch (in■l crOn order),sma■depth
(about 500 nanometer)and extremely smooth surface(in nanOmeter order)  Repeatability of
pitch of the grooves、、アasin order of 0 08 μra(80n■1)  The renective distribution、、′as researched
under the condition on the tilt angle,pitch,randomness of the pitch and bulk materials
lt、アas nOted that rine structure of the rnicro grooves was strongly affected to the alignment
Of rnicro ce■,that郡′as to say,the rnolecular rotation and mobility of the liquid crystal  Ultra
rine.licro grooves prepared by Ruling Engine was usuful to standardi5ation on the renective
characteristics, or opto―electrOnic characteristics
【?υこυοrfrs i nne structure,liquid crystal devices,■licro groove,ruling engine,front light
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液晶の持つ軽 くて薄い特徴を活かし従来のディ
スプレイを刷新するデザイン性,省エネルギー
が実現できる液晶ディスプレイに対する期待が
局まりつつある。
金属薄膜にダイヤモンドエ具で微細な溝 (以
下にマイクログルーブと略称する)を刻んだ回
折格子は,分光器などのスペクトル解析に用い
られるために開発されたものである。
本研究は, この回折格子を液晶デバイスの標
準溝として応用することを試みて,液晶デバイ
スの性能を評価したものである。また,有限要
素プログラムによって微細力日工のメカニズムを
解析し,さらにレーザによる反射光分布解析し,
最適な切削条件を明らかにした。
1.  は じ め に
これからの21世紀に向けて液晶表示装置
(Liquid Crystal Display, 以下LCDと省冊各す
る)が主流となるといわれているが,そのため
に高画質化,広視野角化,省電力化,高輝度な
ど,優れた特′性をもつLCDが求められている。
その中でもテレビ,コンピューター,携帯電
話などは重量,体積および消費電力の観点より
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